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１．概要（Summary） 

本課題において、装置利用により、3 自由度以上を有

する多自由度 MEMS スキャナの基礎特性評価を行った。

MEMS スキャナは光を操作するためのマイクロ光学機能

デバイスであり、その共振周波数の実測、および共振周

波数における変位量や変位モードの計測は最も重要な基

礎特性である。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
  機械特性評価装置 
【実験方法】 

本課題にあたり、1 名の学部生と 1 名の大学院生が

東京大学の微細加工プラットフォームの設備を利用

した。 
MEMS スキャナの基礎特性評価のために、機械特性

評価装置である Polytec MSA-500 振動解析装置を用

いて共振周波数特性の計測を行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

まず、ピエゾアクチュエータを用いて、試作した MEMS
スキャナを 40 kHz までの周波数領域で外部から加振し、

変位を計測した。その結果、試作した MEMS スキャナの

ミラー部やフレーム部など多点の変位の計測が一度にで

き、ミラー部が回転動作する様子や回転モードが生じる共

振周波数の計測が可能であった。 
さらに、MEMS ミラーにコイル構造を併せて作製し、永久

磁石による磁場を用いて、ローレンツ力による 3 自由度駆

動を行うと共にその変位を計測した。これにより、コイル構

造に流す電流と変位量の関係を計測することができた。 
Polytec MSA-500 振動解析装置では、様々な計測モ

ードがあり、用途に応じて使い分けることができる。本研究

課題においては、periodic chirp と呼ばれる計測モード

と peak hold と呼ばれる計測モードの 2 種類を用いた。

Periodic chirp による計測では、高速な計測が可能なた

め多数の点の同時計測が可能であり、上記計測において

変形モードを動画として視覚化することができる．一方、

peak holdによる計測では、計測時間は長くなる傾向にあ

るため数点のみの計測となるが、大きな実効電圧をかける

ことができ、S/N の良い周波数-変位計測を行うことができ

ることが分かった。 
４．その他・特記事項（Others） 
本課題は、科学研究費・若手研究(A)「単一駆動部によ

る多自由度 MEMS スキャナの制御とそのデバイス応用」

（課題番号 15H05514）に関する評価として行ったもので

ある。 
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